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(54) 이중 회로기판 홀더를 구비한 회로기판 이송장치

요약

본 발명에 따른 회로기판 가공장치(230)는 회로기판 공급기(234,235)와, 회로기판 이송모듈(232) 및 회로
기판 가공모듈(236)을 구비하되, 상기 회로기판 이송모듈(232)은 가동 아암 어셈블리와 이 가동 아암 어
셈블리에 고정되는 두개의 회로기판 홀더(200a,200b)를 구비하고, 상기 회로기판 홀더(200a,200b)는 각각 
두개의 회로기판을 동시에 파지할 수 있는 두개의 독립된 파지부를 구비하며, 상기 가동 아암 어셈블리는 
두쌍의 종동아암(248,249,250,251)을  구비하는 한편,  상기 각쌍의 종동아암(248,249,250,251)들은  상기 
가동 아암 어셈블리의 중심부에 대하여 방사상의 경로를 따라 상기 회로기판 홀더(200a,200b)를 신장 및 
수축시킬 수 있도록 상기 회로기판 홀더(200a,200b)들중 독립된 하나의 회로기판 홀더에 연결된다.

대표도

도8

명세서

기술분야

본 발명은 회로기판 가공장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 각각 한개 이상의 회로기판을 동시에 이송
할 수 있는 회로기판 홀더들을 구비한 회로기판 이송장치에 관한 것이다.

배경기술

맷슨기술은 ASPEN 시스템으로 알려진 시스템을 갖춘기술로서, 이 ASPEN 시스템은 두개의 반도체 웨이퍼를 
동시에 가공실로/로부터 이송하는 시스템이며, 배치 시스템으로서 싱글 웨이퍼 시스템과 클러스터 툴 시
스템도 이미 알려져 있다.

미국 특허 제4,951,601호에는 다수의 가공실과 회로기판 이송장치를 구비한 회로기판 가공장치가 개시되
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어 있으며, 미국 특허 제5,180,276호에는 두개의 회로기판 홀더를 구비한 회로기판 이송장치가 개시되어 
있고, 미국 특허 제5,270,600호에는 동축 구동샤프트 어셈블리라는 회로기판 이송장치가 개시되어 있다.

또, 미국 특허 제4,094,722호에는 4개의 웨이퍼를 파지하는 회전팔레트가 개시되어 있고, 미국 특허 제
4,381,965호에는 다면 전극 플라즈마 에칭기가 개시되어 있으며, 미국 특허 제4,675,096호에는 수납위치
와 인출위치가 나란히 구비된 수납-인출실이 개시되어 있는 한편, 기타 아래와 같은 관련기술들이 공개되
어 있다.

미국 특허 제1,190,215호          미국 특허 제2,282,608호

미국 특허 제3,730,595호          미국 특허 제3,768,714호

미국 특허 제3,823,836호          미국 특허 제3,874,525호

미국 특허 제4,062,463호         미국 특허 제4,109,170호

미국 특허 제4,208,159호          미국 특허 제4,666,366호

미국 특허 제4,721,971호          미국 특허 제4,730,975호

미국 특허 제4,907,467호          미국 특허 제4,909,701호

미국 특허 제5,151,008호          미국 특허 제5,333,986호

미국 특허 제5,447,409호          

유럽특허청 공보 제0423608호

일본국 특허공보 제2-292153호

발명의 상세한 설명

본 발명의 실시예에 따르면, 본 발명은 한개의 가동 아암 어셈블리와 두개의 회로기판 홀더로 구성되는 
회로기판 이송장치를 제공하기 위한 것으로서, 상기 가동 아암 어셈블리에는 두쌍의 종동 아암이 구비되
고, 상기 두개의 회로기판 홀더에는 적어도 두개의 이격된 회로기판을 동시에 파지할 수 있는 형상과 크
기로 이루어진 제1홀더가 구비되며, 각각의 회로기판 홀더는 두쌍의 종동 아암중 어느 하나의 종동 아암
에 개별적으로 연결된다.

본 발명의 다른 실시예에 따르면, 본 발명은 회로기판 공급기와 회로기판 이송모듈 및 회로기판 가공모듈
로 구성되는 회로기판 가공장치를 제공하기 위한 것으로서, 상기 회로기판 이송모듈은 상기 회로기판 공
급기에 연결되되, 가동 아암 어셈블리와 이 가동 아암 어셈블리의 중심부에 대하여 신장 및 수축될 수 있
도록 가동 아암 어셈블리에 고정되는 두개의 회로기판 홀더로 이루어지며, 이중 제1홀더는 두개의 회로기
판을 동시에 파지할 수 있는 두개의 독립된 파지부를 갖는 한편, 상기 회로기판 가공모듈은 상기 회로기
판 이송모듈에 연결됨과 아울러, 상기 가동 아암 어셈블리와 제1홀더에 의해 상기 회로기판 가공모듈로 
이송된 두개의 회로기판을 동시에 이송받을 수 있는 형상과 크기로 이루어진다. 또, 상기 회로기판 이송
모듈은 상기 회로기판 이송모듈의 중심축에 대하여 회로기판 홀더를 회전시키지 않고도 두개 이상의 회로
기판을 이동시킬 수 있게 된다.

본 발명의 또다른 실시예에 따르면, 본 발명은 하나의 가동 아암 어셈블리와 두개의 회로기판 홀더로 구
성되는 회로기판 이송장치를 제공하기 위한 것으로서, 상기 가동 아암 어셈블리에는 두개의 구동 아암과 
대체로 이 구동 아암의 상대측에 위치하게 되는 두쌍의 종동 아암이 구비되되, 각쌍의 종동 아암에는 상
기 구동 아암들중 제1구동 아암에 연결된 제1종동 아암과, 제2구동 아암에 연결된 제2종동 아암이 구비된
다.  또한, 상기 두개의 회로기판 홀더는 상기 두쌍의 종동 아암들중 독립된 한쌍의 종동 아암에 개별적
으로 연결되는 바, 이들 두개의 회로기판 홀더들은 한개 이상의 회로기판을 동시에 파지할 수 있도록 각
각 한개 이상의 독립된 회로기판 파지부를 갖는다.

본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명은 각각 하나의 프레임부재와 마운트로 구성되는 회로기판 
이송장치에 사용하기 위한 회로기판 홀더를 제공하기 위한 것으로서, 상기 프레임부재는 선단부로 함입된 
두개의 이격된 부분을 갖는 평면상으로 이루어지고, 상기 마운트는 회로기판 이송장치로 이 프레임부재를 
부착시키기 위해 프레임부재에 연결된다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명에 따른 회로기판 이송장치가 구비된 회로기판 가공장치의 개략적인 평면도,

도 2는 도 1에 도시된 회로기판 이송장치의 가동 아암 어셈블리의 X-형상부에 대한 평면도,

도 3은 도 2에 도시된 X-형상부에 대한 부분절개된 단면도,

도 4A∼4E는 도 1에 개시된 회로기판 이송장치의 가동 아암 어셈블리와 회로기판 홀더를 상이한 다섯위치
에서 바라본 개략적인 평면도,

도 5는 본 발명의 다른 실시예를 나타내는 부분절개된 단면도,

도 6은 본 발명에 따른 회로기판 홀더의 다른 실시예에 대한 평면도,

도 7은 도 6에 도시된 두개의 회로기판 홀더를 사용하는 회로기판 가공장치의 개략적인 평면도,

도 8은 도 7에 도시된 회로기판 이송장치가 4개의 회로기판을 파지한 상태를 나타낸 평면도,

도 9A는 도 8에 도시된 회로기판 이송장치가 제1신장위치에 있는 상태를 나타내는 개략적인 평면도,
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도 9B는 회로기판 이송장치가 제2신장위치에 있는 상태를 나타내는 개략적인 평면도,

도 10은 상이한 두개의 회로기판 홀더를 구비한 본 발명에 따른 회로기판 이송장치의 다른 실시예를 나타
내는 개략적인 평면도,

도 11은 본 발명에 따른 회로기판 홀더의 또다른 실시예를 나타내는 사시도.

실시예

첨부도면 도 1은 본 발명에 따른 회로기판 이송장치(12)가 구비된 회로기판 가공장치(10)를 나타낸 개략
적인 평면도로서, 비록 본 발명이 도면에 도시된 실시예를 참조로 하여 설명되겠지만, 본 발명은 다양한 
실시예의 형태로 구체화될 수 있으며, 어떠한 크기나 형상, 또는 재료의 형태, 요소이든지 사용될 수 있
다.

본 발명에 따른 회로기판 가공장치(10)는 다수의 회로기판 가공실(14)과, 하나의 체임버(15)에 연결된 회
로기판 카세트 승강기(16)로 구성이 되는 바, 상기 회로기판 이송장치(12)는 적어도 부분적으로나마 상기 
체임버(15)내에 위치하여 상기 회로기판 가공실(14)와 승강기(16)사이에서 반도체 웨이퍼나 평면 패널 디
스플레이와 같은 평면형상의 회로기판에 적용되며, 상기 회로기판 이송장치(12)는 어떠한 형태의 회로기
판 가공장치에서든지 사용될 수 있다.

첨부도면 도 2와 3, 4E에 도시된 바와 같이, 상기 회로기판 이송장치(12)는 대체로 각각 하나의 가동 아
암 어셈블리(18)와 동축 구동샤프트 어셈블리(20) 및 두개의 회로기판 홀더(22,23)으로 구성이 되는데, 
상기 동축 구동샤프트 어셈블리(20)는 제2샤프트(26)와 이 제2샤프트(26)내에 회전가능하게 위치하는 제1
샤프트(24)를 구비하되, 이들 샤프트(24,26)는 서로에 대하여 동일방향과 반대방향에서 일치로 축방향 회
전가능하게 되며, 도면에 Z로 화살표시한 바와 같이 서로 상하로 움직일 수가 있다.  한편, 미국 특허 제
5,270,600호에 이와 같은 동축 구동샤프트 어셈블리가 개시되어 있다.  그러나, 두개 이상의 구동샤프트
를 구비한 것이면 비동축 구동 어셈블리나 동축 구동 어셈블리를 포함하여 어떠한 형태이든 적절한 형태
의 구동 어셈블리가 사용될 수 있다.

한편, 상기 가동 아암 어셈블리(18)는 X-형상부(28)와 4개의 말단아암(30,31,32,33)으로 구성이 되는데, 
상기 말단아암(30,31,32,33)들은 상기 회로기판 홀더(22,23)를 상기 X-형상부(28)에 연결시키게 되고, 이 
X-형상부(28)는 'X'자 형상으로 되어 두개의 교차아암(42,43)에 대해 4개의 중추 아암부(38,39,40,41)를 
형성하는 세개의 아암부재(34,35,36)를 구비하고 있되, 상기 두개의 교차아암(42,43)은 상기 구동샤프트 
어셈블리(20) 중앙의 연결부에서 상호 동작이 가능하게 됨에 따라, 상기 X-형상부(28)는 가동적이고 형상
이 가변적인 X-형으로 이루어지는 것이다.

더우기, 상기 X-형상부(28)는 도 1과 도 4C에 도시된 바와 같이, 상기 두개의 교차아암(42,43)이 상호 직
선정렬됨으로 인해 대체적인 X-자 형상을 잃게 되지만, 여타의 다른 비정렬위치에서는 대략 X-자형의 외
형을 가지므로 X-형상부(28)라는 명칭으로 표현하였으며, 상기 두개의 교차아암(42,43)들은 대략 X-형상
을 이룬다.

또, 제1교차아암(42)은 제1아암부(38)와 제3아암부(40)를 형성하는 제1아암부재(34)로 이루어지고, 제2교
차아암(43)은 제2아암부(39)와 제4아암부(41)를 형성하는 제2아암부재(35)와 제3아암부재(36)로 이루어진
다.

첨부도면 도 3에 잘 나타나 있는 바와 같이, 상기 제1아암부재(34)는 스크류(44)를 매개로 제1구동샤프트
(24)에 견고하게 취부가 되는데, 상기 제1아암부(38)는 말단부에 피봇(46)이 구비됨과 아울러, 제1고에서 
상기 구동샤프트 어셈블리(20)에 연결되며, 제1아암부(38)의 하측으로는 정지부(48)가 연장 형성된다.

또, 상기 제3아암부(40)는 상기 제1아암부(38)와 함께 완전체를 이루는데, 이 제3아암부(40)는 구동샤프
트 어셈블리(20)상의 제3고에서 구동샤프트 어셈블리(20)로부터 연장 형성되되, 제3아암부(40)에는 상기 
구동샤프트 어셈블리(20)가 관통될 수 있는 구멍(50)이 형성되며, 제3아암부(40)의 말단부에는 피봇(54)
이 구비된 상부 돌출부(52)와 함께 상향연장부(51)가 위치하고, 상기 돌출부(52)는 X-형상부의 중심을 향
해 연장,형성된다.

한편, 상기 제2아암부(39)는 구동샤프트 어셈블리(20)상의 제2고에서 구동샤프트 어셈블리(20)로부터 연
장 형성되되, 이 제2아암부(39)에는 상기 구동샤프트 어셈블리(20)가 관통될 수 있는 구멍(58)이 형성되
며, 스크류(56)를 매개로 제2구동샤프트(26)에 견고하게 취부가 되고, 제2아암부(39)의 말단부에는 직립
기둥(62)상에 피봇(60)이 구비된다.

상기 제4아암부(41)는 구동샤프트 어셈블리(20)상의 제4고에서 구동샤프트 어셈블리(20)로부터 연장 형성
되되, 스크류(66)를 매개로 제2구동샤프트(26)에 견고하게 취부가 되는데, 이 제4아암부(41)의 말단부에
는 피봇(70)이 구비된 상부 돌출부(68)와 함께 상향연장부(69)가 형성되어 있다.

이와 같이, 4개의 아암부(38,39,40,41)가 구동샤프트 어셈블리(20)상의 제1고∼제4고에서 구동샤프트 어
셈블리(20)로부터 연장 형성되는 바, 상기 제3아암부(40)와 제4아암부(41)에는 상기 제1아암부(38)와 제2
아암부(39)가 통과할 수 있도록 말단부에 홈(72,74)들이 형성되어 있다.

첨부도면 도 4E에 잘 나타나 있듯이, 제1말단아암(30)의 일단부는 상기 제1아암부(38)의 피봇(46)에 피봇
고정되고, 타단부는 제1회로기판 홀더(22)에 피봇고정되며, 제2말단아암(31)의 일단부는 상기 제2아암부
(39)의 피봇(60)에 피봇고정되고, 타단부는 제1회로기판 홀더(22)에 피봇고정됨으로써, 상기 제1회로기판 
홀더(22)는 상기 X-형상부(28)의 각 교차아암(42,43)에 있는 상기 피봇(46,60)들에 피봇고정되는 것이다.

또한, 제3말단아암(32)의 일단부는 상기 제3아암부(40)의 피봇(54)에 피봇고정되고, 타단부는 제2회로기
판 홀더(23)에 피봇고정되며, 제4말단아암(33)의 일단부는 상기 제4아암부(41)의 피봇(70)에 피봇고정되
고,  타단부는 제2회로기판 홀더(23)에  피봇고정됨으로써,  상기  제2회로기판 홀더(23)는  상기 X-형상부
(28)의 각 교차아암(42,43)에 있는 피봇(54,70)들에 피봇고정되는 것이다.
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한편, 상기 X-형상부(28)와/또는 상기 회로기판 홀더(22,23)에 대한 상기 말단아암(30,31,32,33)들의 연
결형태는 다양한 실시예로 나타낼 수 있으며, 상기 말단아암(30,31,32,33)과는 다른 종류의 커넥터 혹은 
커넥팅 어셈블리를 적용할 수가 있다.

말단아암(30,31,32,33)과 회로기판 홀더(22,23)의 위치관계를 살펴보면, 먼저, 상기 피봇(46,60,54,70)들
중 한쌍의 피봇(46,60)과 이에 피봇고정되는 말단아암(30,31)들은 하측의 작동면에 위치하게 되며, 상기 
제1회로기판 홀더(22) 역시 이 하측의 작동면에 위치하게 되는 한편, 나머지 한쌍의 피봇(54,70)과 이에 
피봇고정되는 말단아암(32,33)들은 상측의 작동면에 위치하게 되며, 상기 제2회로기판 홀더(23) 역시 상
측의 작동면에 위치하게 된다.

한편, 상기 말단아암(30,31,32,33)들중 한쌍의 말단아암(30,31)들은 상기 제1회로기판 홀더(22)가 일정방
향을 유지하도록 작동되는 상호치합된 기어부를 제1회로기판 홀더(22)에 구비하며, 나머지 한쌍의 말단아
암(32,33)들 역시 상기 제2회로기판 홀더(23)가 일정방향을 유지하도록 작동되는 상호치합된 기어부를 제
2회로기판 홀더(23)에 구비하되, 상기 제1,2회로기판 홀더(22,23)가 적절하게 방향을 유지할 수 있도록 
하기 위해서는 어떠한 형태의 시스템이든 사용이 가능하다.

상기 회로기판 홀더(22,23)는 회로기판 가공실(14)과 승강기(16)로 삽입되거나 인출되도록 되는데, 상기 
회로기판 홀더(22,23)는 회로기판을 파지하여 상기 회로기판 가공실(14)과 승강기(16)사이에서 회로기판
을 이동시킬 수 있게 된다.

또한, 상기 회로기판 홀더(22,23)가 항상 외측방향을 향하도록 하여 상기 회로기판 가공실(14)과 승강기
(16)로 곧바로 삽입되게 하는 경우와 같이, 가동 아암 어셈블리(18)와 함께 회로기판 홀더(22,23)를 정렬
하기 위한 적절한 수단이 제공되는 바, 이 수단에는 미국 특허출원 제08/421,533호의 '유절 아암 이송장
치'에 개시된 것과 같은 상호치합된 기어의 치 또는 S-밴드 조인트를 구비한 말단아암(30,31,32,33)이 상
기 회로기판 홀더(22,23)에 구비되되, 실시예에 따라 어떠한 형태의 회로기판 홀더나 방향 유지수단이든 
사용될 수 있다.

첨부도면 도 4A∼4E를 참조로 회로기판 이송장치(12)에 대해 설명하면, 도 4C와 도 1은 홈위치에 있는 회
로기판 이송장치(12)를 보여주는데, 이 홈위치내에서 두개의 구동샤프트(24,26)가 상기 회로기판 가공실
(14)과 승강기(16)중 어느 하나의 정면에서 상기 회로기판 홀더(22,23)를 회전시키기 위해 동일방향으로 
회전가능하게 되며, 상부측의 회로기판 홀더(23)가 하부측의 회로기판 홀더(22)보다 상방에 위치하게 된
다.

또한, 상기 말단아암(30,31,32,33)들중 도면부호 33의 말단아암(33)이 도면부호 30의 말단아암(30)보다 
상방에 위치하게 되며, 도면부호 32의 말단아암(32)은 도면부호 31의 말단아암(31)보다 상방에 위치하게 
되는 한편, 제1아암부(38)는 돌출부(68)를 제외하고는 제4아암부(41)보다 상방에 위치하게 되고, 제2아암
부(39)는 역시 돌출부(52)를 제외하고는 제3아암부(40)보다 상방에 위치하게 된다.

첨부도면 도 4A는 수축된 상태의 하부 회로기판 홀더(22)와 함께 신장된 상태의 상부 회로기판 홀더(23)
를 나타내며, 도 4B는 도 4C에 도시된 홈위치와 도 4A에 도시된 상부 회로기판 홀더(23)가 신장된 위치의 
중간위치에 상기 하부 회로기판 홀더(22)와 상부 회로기판 홀더(23)가 위치된 상태를 나타내는 바, 이들 
두 위치사이에서의 이동을 위해 상기 두개의 구동샤프트(24,26)가 상호 반대방향으로 축방향회전한다.

또한, 도 4E는 신장된 상태의 하부 회로기판 홀더(22)와 수축된 상태의 상부 회로기판 홀더(23)를 나타내
며, 도 4D는 도 4C에 도시된 홈위치와 도 4E에 도시된 하부 회로기판 홀더(22)가 신장된 상태에 있는 위
치의  중간위치에  회로기판  이송장치(12)가  위치된  상태를  나타내는  바,  상기  두개의  회로기판 홀더
(22,23)는 하부 회로기판 홀더(22)의 상부측 작동면에서 상부 회로기판 홀더(23)가 작동함과 더불어, 각
각의 신장위치와 홈위치 사이에서 서로 반대위치로 작동한다.

한편, 상기 가동 아암 어셈블리(18)는 상기 회로기판 홀더가 상기 X-형상부의 중심부를 향해 보다 가까이 
수축될 수 있도록 충분한 공간을 형성하게 되며, 상기 정지부(48)는 상기 두개의 교차아암(42,43)이 상호 
축회전하는 것을 제한하게 되는데, 상기 가동 아암 어셈블리(18)는 각각의 교차아암(42,43)이 대략 160°
회전하도록 설계되지만, 실시예에 따라서는 회전각을 달리 설정할 수 있다.

상기 X-형상부(28)는 도 4A와 도 4E에 도시된 위치사이에서 상기 아암부(38,39,40,41)의 작동을 방해하지 
않도록 설계되며, 상기 말단아암과 회로기판 홀더가 서로의 상이한 두 작동면에서 작동을 방해받지 않도
록 설계되는데, 이는 상기 두개의 회로기판 홀더(22,23)가 상기 가동 아암 어셈블리(18)의 동일면상에 위
치하도록 하게 된다.

상기 두쌍의 말단아암(30,31,32,33)은 이들 각각에 대응되는 회로기판 홀더(22,23)에 대하여 앞팔로서의 
역할을 하게 되는데, 실시예에 따라서는 두개 이상의 회로기판 홀더가 제공될 수 있고/있거나, 회로기판 
이송장치(12)의 추가되는 부위에 위치할 수도 있다.

상기 구동샤프트 어셈블리(20)는 Z방향(도3참조)으로 상기 회로기판 홀더(22,23)를 수직이동시킴으로써, 
회로기판 홀더(22,23)가 회로기판 가공실(14) 또는 승강기(16)를 받아들일 수 있는 개방부를 형성하며 신
장되도록 정렬시키게 된다.

하나의 회로기판 홀더가 다른 하나의 회로기판 홀더의 상방에 위치하면서 동일 평면에서 이동되도록 하여 
회로기판 홀더들이 대체로 평행한 경로로 이동하게 함으로써, 상기 두개의 회로기판 홀더(22,23)를 상기 
회로기판 이송장치(12)와 동일면상에 위치시키면, 상기 회로기판 가공장치(10)에서의 회로기판 가공속도
를 향상시킬 수 있다.

첨부도면 도 5는 본 발명의 다른 실시예를 나타내는 바, 회로기판 이송장치(112)에는 두개의 구동샤프트
(124,126)를 갖는 동축 구동샤프트 어셈블리(120)가 구비되며, 가동 아암 어셈블리(118)에는 4개의 구동
아암(138,139,140,141)과 4개의 종동아암 또는 앞팔(130,131,132,133)이 구비되되, 이 앞팔
(130,131,132,133)의 말단에는 두개의 홀더(122,123)가 취부된다.
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본 실시예에서는 제2,제4구동아암(139,141)이 패스너(156;도면에는 한개만 도시됨)를 매개로 견고하게 상
호 연결되는데, 상기 제4구동아암(141)은 패스너(166;도면에는 한개만 도시됨)를 매개로 외측 구동샤프트
(126)의 상단부에 견고하게 취부됨에 따라, 이 외측 구동샤프트(126)가 이동하면, 상기 제2,제4구동아암
(139,141)이 이동하게 된다.

한편, 상기 제3구동아암(140)에는 패스너(140b)가 취부된 섹션(140a)이 구비되되, 상기 패스너(140b)는 
또  상기  제1구동아암(138)의  섹션(138a)에  취부됨으로써,  상기  제1구동아암(138)은  상기 제3구동아암
(140)에 견고하게 취부되는 것이다.

또한, 상기 제4구동아암(141)에는 상기 섹션(140a)이 이동되어 들어갈 수 있는 포켓(180)이 구비되며, 상
기 제1구동아암(138)은 패스너(144;도면에는 두개만 도시되어 있음)를 매개로 내측 구동샤프트(124)의 상
단부에 견고하게 취부된다. 

또, 상기 제3구동아암(140)에는 상측에 피봇(154)이 구비된 연장부(151)가 취부되고, 마찬가지로 상기 제
4구동아암(141)에도 피봇(170)이 구비된 연장부(169)가 취부되며, 상기 제1,제2구동아암(138,139)에도 역
시 각각 피봇(146,160)이 구비됨으로써, 상기 4개의 앞팔(130,131,132,133)들은 이들 피봇
(146,154,160,170)상에 적절한 베어링을 구비하며 고정된다.

본 실시예는 상술한 도 3에 도시된 실시예보다 더 콤팩트하고, 더 용이하게 제작할 수 있으며, 상기 구동
아암들이 각각에 대응하는 구동샤프트에 연관되어 작동될 기회는 사실상 없다.

본 발명의 또다른 실시예에서는, 두개의 구동샤프트 어셈블리가 사용될 수 있는데, 그 중 하나는 체임버
(15)내로 상향 연장되고, 다른 하나는 상기 체임버(15)내로 하향 연장된다.

첨부도면 도1에 도시된 바와 같이, 종동아암이 구동샤프트의 일측면상에서 단일 방사방향으로 신장 및 수
축될 수 있기 때문에, 회로기판 홀더를 구동샤프트 어셈블리의 중심축에 대하여 회전시키지 않고도, 회로
기판 홀더로 하여금 회로기판을 회로기판 가공실(14) 또는 승강기(16)로부터 회수하거나 회로기판 가공실
(14) 또는 승강기(16)로 삽입시키도록 할 수 있어, 회로기판의 이송작업시간이 저감되며, 구동샤프트 어
셈블리에 대해 동일면상에서 종동아암과 회로기판 홀더를 취할 수 잇는 장점이 있다.

첨부도면 도 6은 회로기판 홀더(200)의 다른 실시예를 나타내는데, 이 회로기판 홀더(200)는 대체로 각각 
하나씩의 프레임(202)과 마운트(204)로 구성이 되며, 상기 프레임(202)에는 선단부(210)에 두개의 이격된 
제1,제2분리홈(206,208)을 구비한 평면부가 형성되고, 상기 제1,제2분리홈(206,208)사이의 선단부에는 제
3분리홈(212)이 형성됨으로써, 상기 선단부(210)에는 전방으로 연장되는 4개의 아암(214,216,218,220)이 
구비되고, 상기 프레임(202)에는 6개의 점접촉부(222)가 구비되되, 이들 점접촉부(222)는 석영이나 다이
아몬드로 이루어져 프레임(202)의 상단표면상으로 연장되는 바, 상기 제1,2분리홈(206,208)에는 각각 3개
의  점접촉부(222)가  존재하게  되고,  각각의  아암(214,216,218,220)에는  그  말단부근에  상기 점접촉부
(222)들중 하나가 각각 구비된다.  또한, 상기 점접촉부(222)는 상기 제1,제2분리홈(206,208)의 각 후단
부에도 위치하는데, 회로기판은 상기 프레임(202)에 직접 접촉하지 않고 상기 점접촉부(222)에 받쳐져 상
기 회로기판 홀더(200)에 얹혀진다. 

그러나, 실시예에 따라서는 회로기판을 홀더(200)에 위치시키거나 고정시키기 위해 다른 형태의 장치가 
사용될 수 있는데, 본 실시예에서는 프레임과 점접촉부가 제1분리홈(206)과 제2분리홈(208)상에서 각각 
동시에 두개의 회로기판을 파지할수 있도록 된다.

상기 홀더(200)는 상기 프레임(202)에 평행하게 하나의 동일면에서 두개의 회로기판을 나란히 파지할 수 
있게 되는데, 다른 실시예로서는 상기 프레임(202)은 회로기판의 수에 따라 이 회로기판을 운반할 수 있
는 형상, 그리고 프로세서와 승강기모듈이 삽입될 수 있는 형상으로 될 수 있다.

상기 마운트(204)는 상기 프레임(202)의 후단부에 견고하게 연결되는 바, 이 마운트는 상기 프레임에 취
부된 부재라기보다는 상기 프레임과 함께 완전체를 이루는 것으로서, 프레임에 피봇연결되는 두개의 종동
아암(226,228)을 구비하게 되며, 이 마운트(204)에는 상호치합되는 기어의 치 또는 2중 S-밴드 구속장치
와 같은 상호 정합되도록 작동하는 상기 종동아암(226,228)을 구속하기 위한 수단(미도시)이 제공된다.

또한, 도 7에는 두개의 회로기판 홀더(200)를 가진 회로기판 이송장치(232)가 구비된 회로기판 가공장치
(230)가 도시되어 있는 바, 이 회로기판 가공장치(230)는 도 1에 도시된 회로기판 가공장치(10)와 유사하
지만, 두개의 2중 회로기판 카세트 승강기(234,235)와, 4개의 2중 회로기판 가공실(236)과, 각각 한개씩
의 2중 정렬기(238)와 인쿨러(240) 및 두개의 2중 회로기판 이송기(242,243)가 구비되어 있어, 상기 제1
회로기판 이송기(242)가 상기 제1승강기(234)로부터 상기 정렬기(238)한번에 두개의 회로기판을 이송할 
수 있게 되고, 상기 제2회로기판 이송기(243)는 상기 인쿨러(240)로부터 제2승강기(235)내에 있는 회로기
판 카세트로 한번에 두개의 회로기판을 이송할 수 있게 된다.

또, 도 8에는 4개의 회로기판(S)을 파지하고 있는 회로기판 이송장치(232)가 도시되어 있는 바, 이 회로
기판  이송장치(232)는  구동부(244)와,  두개의  구동아암(246,247)과  4개의  종동아암(248,249,250,251)이 
구비된 가동 아암 어셈블리로 구성되며, 상기 구동부는 미국 특허 출원 제08/434,012호에 기재된 것과 같
은 동축 구동샤프트 어셈블리이지만, 미국 특허 제5,180,276호에 기재된 것처럼 다른 형태의 구동부가 적
용될 수도 있다.

도 8은 두개의 회로기판 홀더(200a,200b)가 두 세트의 종동아암(248,249,250,25

1) 말단부에 고정된 것을 보여주고 있고, 도 7과 도 8은 회로기판 이송장치(232)가 홈위치에 있는 것을 
보여주고 있다. 

도 9A와 도 9B는 회로기판 이송장치가 두 가지의 상이한 신장위치에 있는 것을 나타내는데, 도 9A에 도시
된 것과 같이 첫번째의 신장위치에서는 상기 제1회로기판 홀더(200a)가 두개의 회로기판(S1,S2)을 제거하

기 위해 정렬기(238)내로 이동하며, 도 9B에 도시된 것처럼 두번째 신장위치에서는 상기 제1회로기판 홀
더(200a)가 상기 정렬기(238)로부터 빠져나오고, 제2회로기판 홀더(200b)가 두개의 회로기판(S3,S4)을 운
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반하기 위해 회로기판 가공실(236)내로 삽입되는 바, 이는 회로기판 이송장치의 중심축에 대해 회로기판 
홀더(200)를 회전시키지 않고도 상기 회로기판 이송장치(232)와 회로기판 홀더(200)가 두개 이상의 회로
기판을 운반할 수 있음을 보여준다.

전술한 바와 같이, 상기 회로기판 홀더(200)는 단일 회로기판 홀더에 비해 두배의 운반작업을 할 수 있는 
바, 회로기판 가공장치의 작업궤적의 예상증가량은 대략 40%에 불과할 뿐만 아니라, 이와 같은 형식의 회
로기판 가공장치를 제작하는데에 소요되는 비용은 단일 회로기판 홀더를 구비한 회로기판 가공장치에 비
해 대략 30% 증가에 그치므로, 단지 40%의 작업궤적 증가와 30%의 비용 증가에 대하여 100%의 작업량 증
가 효과를 낸다.  더우기, 동일면의 회로기판 이송장치(12)에 조립된 2중 회로기판 홀더(200)는 가동 아
암 어셈블리(18)가 회로기판을 회로기판 가공실로부터 제거하고 새로운 회로기판을 회로기판 가공실로 삽
입하기 위해 회전할 필요가 없기 때문에 100%이상의 더욱 향상된 작업량 증가효과를 나타낼 수 있다.

도 10은 본 발명의 또다른 실시예를 나타내는 도면으로서, 본 실시예에서는 회로기판 이송장치(232)가 두
개의 상이한 회로기판 홀더(200,201)를 구비하되, 이 가운데 제2회로기판 홀더(201)는 한번에 한개의 회
로기판만을 운반하기 위한 것이다.

도 11은 회로기판 홀더(260)의 또다른 실시예를 나타내는 사시도로서, 이 회로기판 홀더(260)는 두개의 
회로기판을 운반하기 위한 것이나, 회로기판을 파지하기에 적절하도록 위아래 평행하게 계단식으로 또는 
적층된 형상으로 프레임(262)이 형성되되, 하나는 하측의 프레임부(264)에, 다른 하나는 상측의 프레임부
(266)에 형성된다.  이외에도 적절한 형상의 프레임이 사용될 수도 있다.

산업상이용가능성

이상에서 설명한 내용은 본 발명의 실시예중 일례에 불과하며, 이밖에도 본 발명의 기술적 사상으로부터 
벗어나지 않는 기술범위에서 다양한 실시예와 개선안이 고안될 수 있다.  따라서, 본 발명은 청구범위의 
관점내에 드는 실시예와 개선안들을 모두 포괄한다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

두쌍의 종동아암이 구비된 가동 아암 어셈블리와; 

두개의 회로기판 홀더로 구성이 되되, 

상기 두개의 회로기판 홀더중 하나는 적어도 두개의 이격된 회로기판을 동시에 파지할 수 있는 형상과 크
기로 이루어지고, 각각의 회로기판 홀더 모두 상기 종동아암중 독립된 한쌍의 종동아암에 개별적으로 연
결됨과 더불어, 

상기 회로기판 홀더는 항상 상기 가동 아암 어셈블리에 대해 동일면상에 위치하게 되는 것을 특징으로 하
는 회로기판 이송장치.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 가동 아암 어셈블리에 동축 구동샤프트 어셈블리가 연결된 것을 특징으로 하는 회
로기판 이송장치.

청구항 3 

제1항에 있어서, 상기 두개의 회로기판 홀더는 평행면에 위치하되, 회로기판 홀더중 하나는 다른 하나의 
상측에 위치하는 것을 특징으로 하는 회로기판 이송장치.

청구항 4 

제1항에 있어서, 상기 두개의 회로기판 홀더 모두가 적어도 두개의 이격된 회로기판을 동시에 파지할 수 
있는 크기와 형상으로 이루어진 것을 특징으로 하는 회로기판 이송장치.

청구항 5 

제1항에 있어서, 상기 제1회로기판 홀더는 거의 서로 동일 평면에 있는 두개의 평면형상의 회로기판을 파
지할 수 있도록 두개의 나란한 회로기판 파지부를 구비한 것을 특징으로 하는 회로기판 이송장치.

청구항 6 

제1항에 있어서, 상기 제1회로기판 홀더는 두개의 회로기판 파지부를 구비하되, 한개의 회로기판이 다른 
한개의 회로기판의 상측에 위치한 채로 평행면에서 두개의 평면형상의 회로기판을 파지할 수 있도록 상기 
회로기판 파지부중 하나의 회로기판 파지부는 다른 하나의 회로기판 파지부의 상측에 위치하게 되는 것을 
특징으로 하는 회로기판 이송장치.

청구항 7 

회로기판 공급기와; 

상기 회로기판 공급기에 연결되며, 한개의 가동 아암 어셈블리와 두개의 회로기판 홀더를 구비하되, 상기 
회로기판 홀더는 상기 가동 아암 어셈블리에 의해 가동 아암 어셈블리의 중심부에 대하여 신장 및 수축될 
수 있도록 가동 아암 어셈블리에 고정이 되고, 제1회로기판 홀더는 두개의 회로기판을 동시에 파지할 수 
있도록 두개의 독립된 파지부를 구비한 회로기판 이송모듈과;

상기 회로기판 이송모듈에 연결되고, 상기 가동 아암 어셈블리와 제1회로기판 홀더에 의해 이송되어 온 
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두개의 회로기판을 동시에 받아들일 수 있는 크기와 형상으로 형성되는 회로기판 가공모듈로 이루어지되,

상기 회로기판 이송모듈은 회로기판 이송모듈의 중심축에 대하여 회로기판 홀더를 회전시키지 않고도 두
개 이상의 회로기판을 이동시킬 수 있도록 되고, 

상기 두개의 회로기판 홀더는 상기 가동 아암 어셈블리의 반대측면에 위치하게 되며, 

상기 제1회로기판 홀더는 대체로 평면형상으로 된 하나의 프레임부재를  구비하되, 이 프레임부재는 거의 
서로 나란한 형태로 위치하는 두개의 파지부 각각에서 프레임부재의 상단 표면부로터 연장되는 세개의 점 
마운트를 갖도록 된 것을 특징으로 하는 회로기판 가공장치.

청구항 8 

제6항에 있어서, 상기 두개의 회로기판 홀더는 각각 두개의 독립적이고 이격된 파지부를 갖는 것을 특징
으로 하는 회로기판 이송장치.

청구항 9 

제6항에 있어서, 상기 두개의 회로기판 홀더는 상기 가동 아암 어셈블리에 대해 동일면상에 위치하는 것
을 특징으로 하는 회로기판 이송장치.

청구항 10 

제6항에 있어서, 상기 가동 아암 어셈블리는 두개의 구동 아암과 4개의 종동아암으로 구성되는 것을 특징
으로 하는 회로기판 이송장치.

청구항 11 

두개의 구동아암과 두쌍의 종동아암을 구비하되, 상기 각쌍의 종동아암은 상기 구동아암들중 제1구동아암
에 연결되는 제1종동아암과, 제2구동아암에 연결되는 제2종동아암으로 이루어지고, 상기 두쌍의 종동아암
은 상기 구동아암의 상대측에 위치하게 되는 가동 아암 어셈블리와;

상기 종동아암들중 독립된 한쌍의 종동아암에 개별적으로 연결되고, 한개 이상의 회로기판을 한꺼번에 동
시에 파지할 수 있도록 된 독립된 한개 이상의 회로기판 파지부를 구비한 두개의 회로기판 홀더로 구성이 
되되, 

상기 회로기판 홀더의 회로기판 파지부는 평행면내에서 각각 상하로 배열되는  것을 특징으로 하는 회로
기판 이송장치.

청구항 12 

제11항에 있어서, 상기 두개의 회로기판 홀더는 각각 두개의 회로기판 파지부로 구성되는 것을 특징으로 
하는 회로기판 이송장치.

청구항 13 

가동 아암 어셈블리와; 

상기 가동 아암 어셈블리에 연결되는 제1회로기판 홀더 및; 

상기 가동 아암 어셈블리에 연결되는 제2회로기판 홀더로 구성이 되되, 

상기 가동 아암 어셈블리는 상기 제1회로기판 홀더와 제2회로기판 홀더를 상대적으로 이동시키게 되는 한
편, 

상기 제1회로기판 홀더는 최대 수량의 제1회로기판을 파지할 수 있는 크기와 형상으로 되고, 상기 제2회
로기판 홀더는 또다른 최대 수량의 제2회로기판을 파지할 수 있는 형상으로 되는 회로기판 이송장치.

청구항 14 

제13항에 있어서, 상기 제1회로기판 홀더는 단 한개의 회로기판만을 파지할 수 있는 크기와 형상으로 이
루어지는 것을 특징으로 하는 회로기판 이송장치.

청구항 15 

제13항에 있어서, 상기 제1,제2회로기판 홀더는 상기 가동 아암 어셈블리의 상대측에 위치하는 것을 특징
으로 하는 회로기판 이송장치.

청구항 16 

제13항에 있어서, 상기 제1,제2회로기판 홀더는 상기 가동 아암 어셈블리와 동일측에 위치하는 것을 특징
으로 하는 회로기판 이송장치.
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